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IKV BILGIi NOTU

AVRUPA KOMISYONUNDAN ALMANYA’'NIN YARI iLETKEN SEKTORUNE YONELIK
DEVLET YARDIMI

Ercan Araz, IKV Stajyeri

Avrupa Komisyonu, Almanya’'nin yar1 iletken deger zincirinde dort ilk tiir (first-of-a-kind)
uretim tesisinin kurulmasini desteklemek amaciyla saglayacagi 659 milyon avro
tutarindaki devlet yardimini onayladi. S6z konusu destek, Avrupa icin Bir Cip Yasas1 (4
Chips Act for Europe) ile Komisyonun 2024-2029 Siyasi Rehber llkeleri dogrultusunda,
AB'nin yar1 iletken deger zincirindeki rekabet giiciinii, teknolojik kapasitesini ve stratejik
ozerkligini giiclendirmeyi amacliyor.

Desteklenen Dort Proje

Almanya, yar1 iletken liretim tesislerinin kurulmasi amaciyla asagidaki dogrudan hibeleri
saglayacak. Dort projenin tamami federal hiikiimet ile ilgili eyalet (Ldnder) yonetimleri
tarafindan ortaklasa finanse ediliyor.

¢ 353 milyon avro - Element 3-5 GmbH (Baesweiler, Kuzey Ren-Vestfalya):
Silikon karbiir (SiC) epi-wafer liretimine yonelik ilk tiir tiretim tesisinin kurulmas.

e 214 milyon avro - Vishay Siliconix Itzehoe GmbH (Itzehoe, Schleswig-
Holstein): Yeni nesil N- ve P-kanalli Silikon Gii¢ MOSFET iiretim kapasitesinin
olusturulmasi.

e 74,4 milyon avro - KLA-Tencor MIE GmbH (Weilburg, Hessen): Yar iletken
tretiminde kullanilan ileri optik oOrtiisme ve film metroloji ekipmanlarinin
uretimine yonelik yeni kapasite olusturulmasi.

e 17,9 milyon avro - KETEK GmbH (Miinih, Bavyera): Silikon Siiriiklenme
Dedektorleri ile Grafen Radyasyon Giris Pencereleri olmak tizere iki yiiksek
uzmanlik gerektiren ¢ip tiiriiniin tiretimi.

Element 3-5 GmbH, “SiCnature” projesi kapsaminda silikon karbiir epi-wafer tiretimine
yonelik ilk tiir tiretim tesisini kuracak. Gelistirilecek yeni wafer teknolojisinin otomotiv,
sanayi, telekomiinikasyon ve enerji sektorlerinde kullanilmasi o6ngériliiyor. Proje,
mevcut lretim yontemlerine kiyasla enerji verimliligi, liretim kapasitesi ve lretim
etkinligini artiracak yenilikgi tiretim stireglerini igeriyor.

Vishay Siliconix Itzehoe GmbH, mevcut tesisinde yeni nesil Gii¢ MOSFET tiretim kapasitesi
olusturacak. Bu bilesenler basta otomotiv sektorii olmak iizere endiistriyel ve ticari
uygulamalarda ytiksek voltaj ve akimin verimli sekilde kontrol edilmesinde kullaniliyor.

KLA-Tencor MIE GmbH, yar iletken liretim slreclerinde kalite kontrolii ve siire¢
dogrulamasinda kullanilan ileri optik 6rtiisme ve film metroloji ekipmanlarinin tiretimini
gerceklestirecek. Uretilecek sistemler, ileri ve en ileri yar iletken iiretim teknolojilerinin
gelistirilmesine katki saglayacak.
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KETEK GmbH ise SDD ve GREW ciplerinin tiretimi igin iki yeni tiretim hatti1 kuracak. Bu
yatirimla birlikte yeni nesil dedektorlerin tek bir temiz oda icerisinde entegre bicimde
lretimi mimkin olacak; mevcut ¢oziimlere kiyasla daha yiiksek verimlilik ve
entegrasyon saglanacak.

Devlet yardimi kapsaminda yararlanici sirketler; projelerin AB yari iletken deger zincirine
katki saglamasini, liniversiteler ve arastirma kuruluslariyla is birligini gelistirmeyi, olasi
arz sikintilarinda siparisleri 6ncelikli olarak karsilamayi, nitelikli is giiclinii artirmaya
yonelik egitim programlar1 yiiriitmeyi, proje kapsaminda beklenenin {izerinde
olusabilecek ilave karlar1 Almanya ile paylasmay1 taahhiit etti.

Avrupa Komisyonu, Almanya destek programini Avrupa Birligi Isleyisine Iliskin
Antlasma’nin (ABIA) 107(3)(c) maddesi ile Avrupa Cip Yasas1 kapsaminda degerlendirdi.
Komisyon degerlendirmesinde; desteklerin Avrupa’da yeni liretim kapasitesi olusturarak
ekonomik faaliyetlerin gelisimini tesvik ettigi, dort tesisin Avrupa’da ilk tiir iretim tesisi
niteliginde oldugu, kamu destegi bulunmamasi halinde Element 3-5, Vishay ve KLA'nin
yatirimlarint AB’de gerceklestirmeyecegi, KETEK'in ise yatirimi hayata gecirmeyecegi,
dolayisiyla yardimin “tesvik etkisi” tasidigi, desteklerin rekabet ve ticaret lizerindeki
etkisinin sinirl oldugu, yardimin gerekli, uygun ve orantili diizeyde bulundugu, projelerin
Avrupa yarn iletken ekosistemine o6nemli katkilar saglayacag), tedarik zincirinin
dayanikliligini ve arz giivenligini giiclendirecegi, yararlanici sirketlerin start-up’lar,
KOBI'ler ve arastirma kuruluslariyla is birligi yapacag, dort sirketin de tesislerinin AB Cip
Yasas1 kapsaminda “Entegre Uretim Tesisi” (Integrated Production Facility) olarak
taninmasi i¢in bagvuruda bulunacagi ve bu statiiniin gerektirdigi yiikiimliiliiklere uyacagi
tespit edildi.

Komisyon, Avrupa i¢in Bir Cip Yasasi kapsaminda yari iletken sektoriine yonelik ileri
uretim tesislerinin Avrupa’nin arz giivenligi, tedarik zinciri dayanikliligl ve teknolojik
kapasitesi acisindan stratejik 6nem tasidigini vurguluyor. Bu kapsamda 3 Haziran
2026’da kabul edilen Cip Yasas1 2.0 teklifiyle, Avrupa’da ileri ¢ip iiretiminin
desteklenmesi, stratejik bagimliliklarin azaltilmasi ve yari iletken sektoriiniin rekabet
gliciinln artirilmasi hedefleniyor.!

1 European Commission, “Commission approves €659 million German State aid for four new
semiconductor facilities”, 14.07.2026,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip 26 1585

2


https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_1585

